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(54) Verfahren zur Verdnderung der Ausgangslelstung bei
.Edelgas- Ionen ~Lasern . -

(57) Das Verfahren zur Verdnderung der Ausgangslelstung von ,
Edelgas-Ionen~-Lasern ist besonders fiir kontinuierlich arbeitende Laser
mit hoher Ausgangsleistung geeignet, Mit der erfindungsgemndBen
Ausfiihrung ist es méglich, dureh Veridnderung des Erregerstromes eines
axialen Magnetfeldes den Entladungsstrom und die Ausgangsleistung

eines Lasers von der Laserschwelle bis zu seinem Maximalwert stufenlos
elnzustellen.‘
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Verfahren zur Verénderuhg der Ausgangsleistung
bei lidelgas-Ionen-Lasern

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verénderung der ‘
Ausgangsleistung bei Edelgas-Ionen-lLasern, das die Méglich~
“keit bietet,'den Entladungsstrom und damit auch die Ausgangs-
leistung durch Verdnderung eines &duBleren axialen Magnetfeldes
herbeizufithren. Die Erfindung ist besonders bei Edelgas~Ionen-
Lasern hoher Ausgangsleistung von Interesse.

.Charakteristik.der bekannten technischen Losungen

Es ist bekannt, daB zur Einstellung der Ausgangsleistung

in Edelgas-Ionen-lasern der Entladungsstrom veréndert werden
kann. Hierdurch &ndern sich die Parameter des Plasmas in der -
Gasentladung, insbesondere die Ladungstrégerdiéhten und die
Elektronentemperatur. Mit steigendem Entladungéstrom werden
die Anregungsbedingungen des Lasers sténdig verbessert und
man kann eine hthere Ausgangsleistung entnehmen. Oberhalb
‘bestimmter EntladungsstromWerte setzt dann eine S&ttigung

der Ausgengsleistung ein, so dafl es undkonomisch ist, den
Entladungsstrom weiter zu steigern) In @em zur Lasertdtig-.
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keit ausgenutzten Strombereich steigt die Bremnspannung der
Gasentladungen von kleineren zu hoheren WVerten an. Die Ein-
gtellung des Entladungsstromes und demit der Ausgangslei-
stung des Lasers kann bekannterweise durch Verdnderung eines
Vorwiderstandes erfolgen, fiir den z.B. Ohm'sche Widersténde
oder Trp,sistoren benutzt werden. Es ist auch iiblich, bei
konstanten Vorwiderstiénden die erregende Spannung fir die
Gasentladung zu verdndern.

Es ist weiterhin bekannt, daB die Brennspannung einer Gas-
entladung in einem Edelgas-Ionen-ILaser unter dem Einflufl
eines axialen Magnetfeldes herabgesetzt werden kann. Durch
eine Beeinflussung der Parameter des Entlédungsplasmas in-
folge des axialen Magnetfeldes kann der Wirkungsgrad solcher
Laser teilweise erheblich'verbessert werden.

Ziel der Erfindung

Mit der Erfindung soll der Aufwand filir die Verénderung dex
Ausgangsleistung von Edelgas-Ionen-Lasern mit axialem Mag-
netfeld wesentlich herabgesetzt werden.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Verdnderung
der Ausgangsleistung eines Edelgas-Ionen-Lasers durch Ver-
lénderung der Irregerstromstirke eines axialen Magnetfeldes
zu erreichen. Diese Aufgabe wird erfindungsgemél dadurch ge-
1ost, dafl an ein Entladungsrohr zum Betrieb der Entladung
eine konstante Spannung iiber einen Vorwiderstand, der auch
konstant sein kammn, gelegt wird und in einem weiteren Strom-
kreis, der zur Erregung eines axialen Magnetfeldes dient,
die Stromstérke einstellbar veridndert werden kann. Dieses
Verfahren hat den Vorteil, daB die Ausgangsleistung des
Lasers vom Schwellwert bis zu seinem Maximalwert stufenlos-
einstellbar ist und dabei die fiir die Steuerung erforderliche
im Magnetsiromkreis umgesetzte Leistung~nur einen Bruchteil =
der gesamten im Entladungsrohr umgesetzten Leistung ausmacht.
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Ausfihrungsbedispiel
‘Das Wesen der Erfindung soll an einem in der Zeichnung dar-
‘gestellten Ausflihrungsbeispiel ndher erliéutert werden.

An die Anode 1 und Kathode 2 eines Entladungsrohres 3 fiir
einen Edelgas-Ionen-laser wird iiber einen Vorwiderstand 4
die Spannung einer Stromquelle 5 angelegt. Zur Erzeugung
eines axialen Magnetfeldes ist die Feldwicklung 6 engeordnet,
‘.die aus der regelbaren Stromquelle 7 erregt wird. Bremnt
zwischen der Anode 1 und der Kathode 2 eine elektrische Gas-
entladung, so kann durch Verénderung des Erregerstromes in
der Feldwicklung 6 ohne galvanischen Kontakt zwischen dem
Erregerstromkreis und dem Entladungsstromkreis eine Beein~
flussung des Entladngsstromes herbeigefiihrt werden, da die
elektrische Leitfdéhigkeit des Entladungsplasmas mit stei-
gendem Magnetfeld zunimmt und infolgedessen auch der Ent-
ladungsstrom. Die Spannung der Stromquelle 5 und der Vor-

- widerstand 4 brauchen nicht veridndert zu werden. Der Ent-

~ ladungsstromkreis und der Magnetstromkreis werden so di-
mensioniert, daB bei optimalem Megnetfeld im ¥Entladungs-
stromkreis der meximale Strom flieBlt, Die im Magnetstrom-
kreis umgesetzte Leistung ist in der Regel nur etwa}1/1dﬁ
der im Entladungsrohr umgesetzten Leistung, so daB mit dem
beschriebenen Verfahren eine 10 x grofere Leistung verén-
‘dert werden kann. Das wirkt sich Okonomisch sehr vorteil-
haft durch kleinere Bauelemente und geringeren Schaltungs-
aufwand aus.
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Erfindungsanspruch

Verfahren zur Veridnderung der Ausgangsleistung von Edel-
gas-Ionen-Lasern, gekennzeichnet dadurch,‘daB die Verénderung

des Entladungsstromes und der Ausgangsleistung durch inderung
des Erregerstromes in einer Feldwicklung zur Erregung eines
axialen Magnetfeldes herbeigefiihrt wird.
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